
 

 

      

(InterLab, No.8 (1999) pp.23-26)         

 



             
         A. 廊下の窓から見た試作装置見学室 
 

        
B. パネル(自作装置による CMOSLSI の設計製作) C. 両面アライナ、スピンナ、縮小カメラ  D. 低温 CVD 装置(SiO2, PSG) 

               

E. Si 気相成長装置配管と干渉型金属顕微鏡(裏側)     F. 大気圧 CVD 装置(poly Si, Si3N4, SiO2)と加熱用 RF 電源(裏側) 

        

G. 設計、フォトマスク作製    H. ウェハプロセス、後工程    I. テスト、試作 LSI 

   

J. 真空管製測定器   K. 超音波ワイヤボンダ  L. ガラス製油拡散ポンプ 


